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Abstract 
Electrostatic  actuators  have  major  role  in  many  MEMS  devices,  e.g. 

sensors,  actuators.   The amount of  applied   voltage  to  an electrostatic   micro-

actuator   has   a   direct   impact   on   the amplitude of deflection   throughout the 

cantilever , as well as the position of the upper electrode has   a   direct   impact  on 

the natural frequency of the micro-actuator.  

This research  aims  to  study  the amplitude of deflection  in  a  micro-cantilever at 

different applied voltagesas well as different position of the upper electrode and 

determine the critical points of the applied voltage  (pull-in voltage) for different 

position of the electrode pad on the cantilever at which the amplitude of deflection 

exceedone-third(1µm) of the total gap (3µm), Also aims to study the natural 

frequency  for different length of electrode pad  that cover the actuator layer. Finite 

element method, ANSYS was used as a simulation tool. 

As a result the range of the applied voltage(pull-in voltage) that caused this 

cantileverreach the critical point for amplitude of deflection is (32mV-89mV) for 

different positions of the electrode pad as well as the natural frequency decrease 

related to increase the upper electrode length. 
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 المستخلص

 

على سبیل فى كثیر من الانظمة الكھربیة المیكانیكیھ متناھیة الصغر دورا ھاما  للمحرك الكھروستاتیكى

لمقدار فرق الجھد المسلط على  المحرك تأثیرعلى مقدار الانحراف للعارض ,المثال الحساسات والمحركات

  . كما ان موضع القطب الكھربائى فوق المحرك تأثیر مباشر على التردد الطبیعى ,الكابولى

ضافة ھ لفرق الجھد بالإتأثیر قیم مختلف یھدف ھذا البحث لدراسة مقدار الانحراف للعارض الكابولى تحت

وكذلك تحدید الجھود الحرجة المسلطة على االقطب الكھربى بمختلف , لمواضع مختلفھ للقطب الكھربى

طول ل مساویاعلى العارض الكابولى وذلك عندما یكون مقدار الانحراف فى العارض الكابولى  وضعیاتھ

ى عندما یكون القطب للطبیعى للعارض الكابوكما انھ یھدف لدراسة التردد ا,الفجوة بین العارض والقاعده

  .الكھربى بالكامل على طبقة المحرك

  .كوسیلة للمحاكاةANSYS (APDL)لتحلیل المحدود للعناصر ممثلھ فى تم استخدام  طرق ا

من أھم النتائج وجد أن مدى قیم فرق الجھد المسلط على المحرك  الذى یتسبب فى وصول انحراف المحرك 

وایضا وجد ان قیم التردد , لمختلف الوضعیات للقطب الكھربى) 32mV-89mV(الحرجة ھوالى القیمة 

  .الطبیعى تتناقص بإذدیاد طول القطب الكھربى
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